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Messungen mit Rontgenblick

Um Risse, Einschliisse oder andere
Defekte in Wafern erkennbar zu
machen, hat das Unternehmen GP
Solar das optische Messsystem GP
Nano-D entwickelt. Die Streuung von
Licht verrit dabei die Fehler. Die Kris-
tallstrukturen der Wafer, die haufig mit
Briichen verwechselt werden, kann das
Gerit ausblenden. Die Fehlerrate ist
nach Firmenangeben nahezu null, so

dass eine Nachkontrolle der aussortierten
Wafer nicht notig sei. In einer Sekunde
kontrolliert das Gerit einen Wafer von 100
bis 156 Millimetern Grofle. Es ist zur Qua-
litdtskontrolle bei der Waferherstellung
oder der Eingangskontrolle bei der Solar-
zellenherstellung gedacht.
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